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摘要(译)

一种超声波测量装置，包括：超声波探头，具有多个超声波元件，每个
超声波元件适于发送和接收超声波束;以及算术处理器，适于执行减少接
收信号的信息量的减少处理由各个超声波元件基于接收频率接收，然后
对已经执行了缩小处理的信号执行波束形成处理，以生成超声波图像。
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